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(57)【要約】        （修正有）
【課題】撮像方法が変更された場合であっても撮像方法
に対応する光源からの光束を短時間で自動的に所定の光
量に調整し、所望の明るさの画像を観察しつづけること
ができる、内視鏡装置用プロセッサを提供すること。
【解決手段】光量を調整する絞り部、絞り部を制御する
制御系、を備える少なくとも二つの発光手段と、光束の
一つのみをスコープに導く光束選択手段と、光束選択手
段によって遮光される光束の光量を検出する光量検出手
段と、を有し、光束選択手段によってスコープに導かれ
る光束を発光する発光手段において、制御系は、撮像さ
れた画像の明るさに対応する輝度信号と所定の明るさに
対応する基準信号との電位差が０になるように絞り部を
駆動制御し、光束選択手段によって遮光される光束を発
光している他の発光手段において、制御系は、光量検出
手段から送信される光量に関する信号と所定の信号との
電位差が０になるように絞り部を駆動制御する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  光を照射する光源、前記光源から照射さ
れる光束の光量を調整する絞り部、前記絞り部を制御す
る制御系、を備える少なくとも二つの発光手段と、
各発光手段から発光される光束の一つのみを選択してス
コープに導く光束選択手段と、
前記光束選択手段によって選択されていない光束の光量
を検出する光量検出手段と、を有し、
前記光束選択手段によってスコープに導かれる光束を発
光する発光手段において、制御系は、撮像された画像の
明るさに対応する輝度信号と所定の明るさに対応する基
準信号との電位差が０になるように絞り部を駆動制御
し、
前記光束選択手段によって選択されていない光束を発光
している他の発光手段において、制御系は、前記光量検
出手段から送信される光量に関する信号と所定の信号と
の電位差が０になるように絞り部を駆動制御すること、
を特徴とする内視鏡装置用プロセッサ。
【請求項２】  請求項１に記載の内視鏡装置用プロセッ
サにおいて、
前記発光手段は、さらに前記絞り部の開度を検出する開
度検出部を有し、
前記所定の信号とは、前記光束選択手段によってスコー
プに導かれる光束を発光している発光手段における開度
検出部によって検出された前記絞り部の開度に関する開
度信号であること、を特徴とする内視鏡装置用プロセッ
サ。
【請求項３】  請求項２に記載の内視鏡装置用プロセッ
サにおいて、
前記開度検出部は、前記絞り部が完全に閉じている所定
の状態からの開度を検出すること、を特徴とする内視鏡
装置用プロセッサ。
【請求項４】  請求項１から請求項３のいずれかに記載
の内視鏡装置用プロセッサにおいて、
前記光束選択手段は、各光路中に挿入自在な遮光板を有
し、特定の遮光板を光路中から退避させることによりス
コープに導かれる光束の選択を行うこと、を特徴とする
内視鏡装置用プロセッサ。
【請求項５】  請求項４に記載の内視鏡装置用プロセッ
サにおいて、
前記遮光板は、前記発光手段ごとに設けられること、を
特徴とする内視鏡装置用プロセッサ。
【請求項６】  請求項４または請求項５に記載の内視鏡
装置用プロセッサにおいて、
前記光量検出部は、前記遮光板における各光束が入射す
る面に配設されること、を特徴とする内視鏡装置用プロ
セッサ。
【請求項７】  請求項１から請求項６のいずれかに記載
の内視鏡装置用プロセッサは、
撮像方法設定手段をさらに有し、
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前記光束選択手段は、前記撮像方法設定手段により設定
された撮像方法に対応する光束がスコープに導かれるよ
うに駆動すること、を特徴とする内視鏡装置用プロセッ
サ。
【請求項８】  請求項１から請求項７のいずれかに記載
の内視鏡装置用プロセッサは、
前記所定の明るさを設定する明るさ設定手段をさらに有
すること、を特徴とする内視鏡装置用プロセッサ。
【請求項９】  請求項１から請求項８のいずれかに記載
の内視鏡装置用プロセッサは、
第一の前記発光手段と第二の前記発光手段とを備え、
前記第一の発光手段の光源は、連続的な光を照射する通
常光源であり、
前記第二の発光手段の光源は、間欠的なストロボ光を照
射するストロボ光源であることを特徴とする内視鏡装置
用プロセッサ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】この発明は、体腔内を観察し
医療処置するための内視鏡装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】一般的に、体内を観察するための内視鏡
装置は、光源部や画像処理部を備えるプロセッサと、体
内に挿入され観察部位を照明すると同時に撮像を行うス
コープとから構成される。プロセッサは、撮像される観
察部位およびその撮像方法等に最も適した光源を備える
ものが選択され使用されていた。
【０００３】例えば、一つの音を連続発生しているとき
の声帯のように一定の周期性を持って振動する部位を撮
像する場合には、まず常に静止状態にあるような他の部
位を観察する場合と同様、観察部位周辺の様子を把握す
るために常時照明することができる通常光源を備えたプ
ロセッサが必要になる。また、振動中の部位の特定の形
状のみを静止画として撮像するために間欠的に発光する
ことができるストロボ光源を備えたプロセッサも必要に
なる。
【０００４】このように撮像する観察部位が異なった
り、同一の観察部位でも撮像する方法が異なったりする
たびにプロセッサを使い分けるのは術者にとって極めて
煩わしいという問題がある。さらに、プロセッサを使い
分けるたびに所望の明るさの画像が得られるような光で
観察部位を照明するように光量調整を行うのは、術者に
とって煩に絶えない。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】そこで本発明は上記の
事情に鑑み、術者に煩わしさを感じさせることなく、様
々な撮像方法で観察部位を撮像することができ、かつ撮
像方法が変更された場合であっても撮像方法に対応する
光源からの光束を短時間で自動的に所定の光量に絞り、
所望の明るさの画像を観察しつづけることができる、内
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視鏡装置用プロセッサを提供することを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】このため、請求項１に記
載の内視鏡装置用プロセッサは、光を照射する光源、光
源から照射される光束の光量を調整する絞り部、絞り部
を制御する制御系、を備える少なくとも二つの発光手段
と、各発光手段から発光される光束の一つのみを選択し
てスコープに導く光束選択手段と、光束選択手段によっ
て選択されていない光束の光量を検出する光量検出手段
と、を有し、光束選択手段によってスコープに導かれる
光束を発光する発光手段において、制御系は、撮像され
た画像の明るさに対応する輝度信号と所定の明るさに対
応する基準信号との電位差が０になるように絞り部を駆
動制御し、光束選択手段によって選択されていない光束
を発光している他の発光手段において、制御系は、光量
検出手段から送信される光量に関する信号と所定の信号
との電位差が０になるように絞り部を駆動制御すること
を特徴とする。
【０００７】上記の構成によれば、複数の光源を備える
プロセッサを提供することができる。撮像者が必要とす
る光源が予め複数搭載されているため、撮像時の準備に
かかる手間や負担を軽減することができる。さらに上記
構成によれば、撮像に使用する光束を照射する光源側の
制御系は、輝度信号と基準信号とによる閉ループ制御を
行うことにより、所定の明るさに対応するより正確な発
光制御を可能とする。また、撮像に使用されていない光
束を照射する光源側の制御系も、該光束の光量に関する
信号と所定の信号とによる閉ループ制御を行っているこ
とより、撮像方法が切り替わり撮像に使用されることに
なっても、きわめて短時間で、所定の明るさに対応する
光量の光束が観察部位に照明されるように発光制御する
ことができる。
【０００８】請求項２に記載の内視鏡装置用プロセッサ
における発光手段は、さらに絞り部の開度を検出する開
度検出部を有することを特徴とする。この場合、光束選
択手段によってスコープに導かれる光束を発光している
発光手段における開度検出部によって検出された絞り部
の開度に関する開度信号を上記所定の信号とすることが
できる。撮像に使用される光束の光量を絞る絞り部の開
度信号を所定の信号とすることにより、撮像に使用され
ない発光手段側でも、所定の明るさに対応するより正確
な発光制御が可能になる。
【０００９】請求項３に記載の内視鏡装置用プロセッサ
によれば、上記開度検出部は、絞り部が完全に閉じてい
る所定の状態からの開度を検出することができる。
【００１０】請求項４に記載の内視鏡装置用プロセッサ
によれば、上記光束選択手段は、各光路中に挿入自在な
遮光板を有し、特定の遮光板を光路中から退避させるこ
とによりスコープに導かれる光束の選択を行う構成にす
ることができる。また、該遮光板は、発光手段ごとに設
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けられることができる（請求項５）。
【００１１】請求項６に記載の内視鏡装置用プロセッサ
によれば、光量検出部は、遮光板における各光束が入射
する面に配設されることが望ましい。このように、光量
検出部を遮光版に一体形成することにより、各発光手段
を簡素な構成にすることができる。
【００１２】請求項７に記載の内視鏡装置用プロセッサ
は、撮像方法設定手段をさらに有し、光束選択手段は、
撮像方法設定手段により設定された撮像方法に対応する
光束がスコープに導かれるように駆動することを特徴と
する。
【００１３】また請求項８に記載の内視鏡装置用プロセ
ッサは、所定の明るさを設定する明るさ設定手段をさら
に有することを特徴とする。
【００１４】これらの発明によれば、より術者のニーズ
に対応した発光制御が可能なプロセッサを提供すること
ができる。
【００１５】請求項９に記載の内視鏡装置用プロセッサ
によれば、第一の前記発光手段と第二の前記発光手段と
を備え、第一の発光手段の光源は連続的な光を照射する
通常光源であり、第二の発光手段の光源は間欠的なスト
ロボ光を照射するストロボ光源である構成にすることが
できる。
【００１６】
【発明の実施の形態】図１は本発明の実施形態の内視鏡
装置１００の概略構成図である。内視鏡装置１００は、
プロセッサ１００ａ、スコープ部１００ｂとから構成さ
れる。プロセッサ１００ａは、光源部１１０、メイン制
御部１２０、画像信号処理回路１３０及びフロントパネ
ルスイッチ１５０とを有し、マイク１４０、モニタ１６
０が接続される。スコープ部１００ｂは、ＣＣＤ１７
０、ライトガイド１８０とを有する。
【００１７】内視鏡装置１００を使用すると観察部位で
ある声帯は次のようにして撮像される。まず、予め患者
の喉付近に固定されたマイク１４０が声帯の動きを発声
された音により検出し、検出信号としてメイン制御部１
２０に送信する。メイン制御部１２０は、波形を整形し
た検出信号に同期させて、以下に詳述する光源部１１０
の発光制御をする。
【００１８】メイン制御部１２０の制御に基づいて、光
源部１１０から発光した光は、ライトガイド１８０内を
導かれ、スコープ部１００ｂの先端側の射出端１８０ｂ
から観察部位に向けて照射される。発光状態にあると
き、該先端に備えられているＣＣＤ１７０は、観察部位
で反射された光を受光することにより受光面に形成され
た光学像に対応する電荷を蓄積し、画像信号処理回路１
３０に蓄積電荷に基づく電圧値（画像信号）として出力
する。画像信号処理回路１３０は、入力される画像信号
に基づいて所定の処理を行った後、画像信号をビデオ信
号としてモニタ１６０に出力する。モニタ１６０は、ビ
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デオ信号に対応する画像を表示する。
【００１９】なお術者は、フロントパネルスイッチ１５
０を操作して、ストロボ撮像と通常撮像との切り替えと
いった撮像方法の設定や撮像時の明るさ設定などを行う
ことが可能である。
【００２０】本明細書では、一定の周波数で連続振動中
にある観察部位（本実施形態では発声中の声帯）の一形
状だけを静止画として撮像したり、高速で振動する該観
察部位を術者が見やすい適当な速度の動画として撮像し
たりする方法をストロボ撮像という。これに対して、観
察部位および観察部位周辺の状況を全体的に観察するた
めに光を連続的に照射しながら行う撮像方法を通常撮像
という。通常撮像は、内視鏡のスコープ部１００ｂを安
全確実に観察部位近辺に導入、または抜去する時に使用
される。
【００２１】以下、光源部１１０について説明する。図
２は、光源部１１０の概略構成図である。連続的な光
（以下、連続光という）を照射可能な通常光源（キセノ
ン光源）１と間欠的な光（以下、ストロボ光という）を
照射可能なストロボ光源６という二種類の異なる仕様の
光源を備えている。キセノン光源１側には、キセノン光
源１から順に、第一絞り２、第一開度検出センサ３、第
一光量検出センサ４、第一シャッタ５が設けられてい
る。また、ストロボ光源６側には、ストロボ光源６から
順に、第二絞り７、第二開度検出センサ８、第二光量検
出センサ９、第二シャッタ１０を備えている。連続光の
光路とストロボ光の光路とが交わる位置にはプリズム１
１が配置され、どちらから入射した光も集光レンズ１２
に導く。集光レンズ１２は、ライトガイド口金１８０ａ
に入射させるため入射光束を収束する。ライトガイド口
金１８０ａは、ライトガイド１８０の入射端に設けられ
ている。ライトガイド１８０に入射する光束は、スコー
プ１００ｂ先端に配設されるライトガイド１８０の射出
端１８０ｂ（図１）から観察部位を照明する。
【００２２】各光源１、６は、共にメイン制御部１２０
によって常時オン（光を照射）するように制御されてい
る。
【００２３】第一絞り２は第一絞りモータ２ａによって
駆動し、第二絞り７は第二絞りモータ７ａによって駆動
する。各モータ２ａ、７ａは、ともにメイン制御部１２
０に接続されている。つまり、第一絞り２、第二絞り７
は、メイン制御部１２０によって駆動制御され、入射光
束を所定の光量に調整する。この点につき後に詳述す
る。
【００２４】第一シャッタ５は第一シャッタモータ５ａ
によって駆動し、第二シャッタ１０は第二シャッタモー
タ１０ａによって駆動する。各モータ５ａ、１０ａは、
ともにメイン制御部１２０に接続されている。メイン制
御部１２０は、フロントパネルスイッチ１５０によって
設定された撮像方法に対応する光束のみがプリズム１１
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等を介してスコープ１００ｂ先端から観察部位を照明す
るように各モータ５ａ、１０ａを介して第一および第二
シャッタ５、１０を駆動し、いずれか一方の光束を選択
する。つまり、一方のシャッタが光路外に退避し、光束
を通過させているときには、もう一方のシャッタは光路
内に挿入され、光束を遮光している。
【００２５】図２では、通常撮像時の光源部１１０を示
しているため、ストロボ光が遮光されるように、第二シ
ャッタ１０はストロボ光の光路中に挿入されている。ま
た連続光がプリズム１１に入射するように、第一シャッ
タ５は連続光の光路外に退避されている（図２中、実
線）。なお、ストロボ撮像時（連続光遮光時）におけ
る、第一シャッタ５の状態およびストロボ光の光路を図
２中破線で示す。
【００２６】各シャッタ５、１０における光束が入射す
る面には第一光量検出センサ４、第二光量検出センサ９
が各々設けられている。これにより、シャッタが光束を
遮光しているとき、遮光される光束の光量が光量検出セ
ンサによって検出される構造になっている。図２では、
第二シャッタ１０が光路中に挿入されているため、第二
光量検出センサ９がストロボ光の光量を検出している。
【００２７】以上のような光源部１１０を搭載するプロ
セッサ１００ａの発光制御について図３を参照しつつ以
下詳説する。図３は、メイン制御部１２０のうち、本実
施形態のプロセッサ１００ａの通常撮像時における発光
制御にかかわる部分の詳細ブロック図である。
【００２８】図３中、スイッチ２１～２６、第一加算器
２７Ｎ、第二加算器２７Ｓ、第一増幅器２８Ｎ、第二増
幅器２８Ｓ、第一信号処理器２９Ｎ、第二信号処理器２
９Ｓは、メイン制御部１２０の一部を構成する。なお、
以下の説明では便宜上、第一加算器２７Ｎ、第一増幅器
２８Ｎ、第一信号処理器２９Ｎ等を使用して連続光の発
光制御を行う制御系をキセノン光源側制御系ＣＮと記載
し、第二加算器２７Ｓ、第二増幅器２８Ｓ、第二信号処
理器２９Ｓ等を使用してストロボ光の発光制御を行う制
御系をストロボ光源側制御系ＣＳと記載する。またスイ
ッチ２１～２６はどれも、通常撮像時にはα端子側に切
り替わり（図３）、ストロボ撮像時にはβ端子側に切り
替わる。
【００２９】術者はフロントパネルスイッチ１５０を介
して、撮像方法を通常撮像に設定するとともに、撮像さ
れる画像の明るさを設定する。フロントパネルスイッチ
１５０は、設定された所定の明るさに関する信号（以
下、明るさ基準信号という）および撮像方法に関する信
号を、メイン制御部１２０に出力する。詳しくは、明る
さ基準信号は、スイッチ２１を介してキセノン光源側制
御系ＣＮの第一加算器２７Ｎに出力される。
【００３０】メイン制御部１２０は、撮像方法に関する
信号に対応して第一および第二シャッタ５、１０を駆動
制御する。具体的にはメイン制御部１２０は、図２に示
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7
すように、第一シャッタ５を連続光の光路外に退避さ
せ、第二シャッタ１０をストロボ光の光路内に挿入す
る。上記のとおりメイン制御部１２０は、キセノン光源
１およびストロボ光源６を常時オン制御している。従っ
て図３中白抜き矢印線に示すように、連続光はプリズム
１１を介してスコープ１００ｂ先端から観察部位を照明
する。また、ストロボ光は第二シャッタ１０に設けられ
た第二光量検出センサ９に入射する。
【００３１】連続光が観察部位を照明することにより撮
像が行われ、ＣＣＤ１７０から出力される画像信号を受
信した画像信号処理回路１３０は、該画像信号から明る
さ成分だけを抽出した輝度信号を生成する。輝度信号
は、画像信号処理回路１３０からメイン制御部１２０内
にあるキセノン光源１側制御系の第一加算器２７Ｎに出
力される。
【００３２】第一加算器２７Ｎでは、明るさ基準信号お
よび輝度信号を比較し、二つの信号の電位差Ｖｅ１をド
ライバ２ｂに印加する。ドライバ２ｂは、モータ２ａを
介して第一絞り２を電位差Ｖｅ１に対応する量だけ駆動
させる。連続光は、電位差Ｖｅ１が反映された開度まで
駆動した第一絞り２を通過して観察部位を照明する。つ
まり、画像信号に基づいて生成される輝度信号は随時変
化することになる。このようにして通常撮像時、キセノ
ン光源側制御系ＣＮでは、明るさ基準信号と輝度信号と
の電位差が０になるように第一絞り２を駆動する閉ルー
プ制御が行われる。明るさ基準信号と輝度信号との電位
差が０になれば、モニタ１６０で観察される画像は所定
の明るさになる。
【００３３】図４は、第一絞り２および第二絞り７の開
度と各絞りを通過した光束が観察部位を照明することに
より得られる輝度信号との関係を表したグラフである。
図４に示すように各絞り２、７の開度―輝度信号レベル
の関係は、略リニアな関係にあり、どちらの傾きも略同
一になる。例えば、所定の明るさＬ１に対応する輝度信
号レベルを得たい場合には、長時間観察部位を照明する
が比較的光量の少ない連続光を絞る第一絞り２の開度Ｐ
１よりも、短時間観察部位を照明するものの光量の多い
ストロボ光を絞る第二絞り７の開度の方を、差ｋ分だけ
大きく設定する。差ｋは、各絞り２、７の開度―輝度信
号レベルの関係の傾きが略同一であることから一定であ
る。
【００３４】図４に示す関係によれば、所定の明るさを
得るために一方の絞りの開度が現在どの程度であるかが
検出されれば、該開度に応じてもう一方の絞りを所定の
明るさに対応する開度に調整することが可能であること
がわかる。
【００３５】そこで図３に示すように、キセノン光源側
制御系では、第一絞り２の開度を第一開度検出センサ３
によって検出している。具体的には、第一開度検出セン
サ３は、第一絞り２が全閉状態（開度０）から、どれだ
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け開いているかを検出する。そして、検出した開度に関
する信号（以下、第一開度信号という）を第一増幅器２
８Ｎに出力する。
【００３６】第一開度信号は、第一増幅器２８Ｎによっ
て一定量増幅された後、スイッチ２３を介してストロボ
光源側制御系ＣＳの第二加算器２７Ｓに出力される。こ
のとき第一増幅器２８Ｎにおいて、第一開度信号は、単
に第二加算器２７Ｓで比較できるようなレベルにまで増
幅されるだけではなく、図４に示した第一絞り２の開度
と第二絞り７の開度との差ｋ（図４参照）分だけ加算さ
れつつ増幅される。
【００３７】上記のように、第二光量検出センサ９は、
ストロボ光源６から照射されるストロボ光の入射光量を
検出する。検出された光量に関する信号（以下、第二光
量信号という）は、第二信号処理器２９Ｓ、スイッチ２
４Ｓを介して第二加算器２７Ｓに入力する。
【００３８】第二加算器２７Ｓは、を第二絞り７に対応
するよう所定の処理をした第一開度信号と第二光量信号
とを比較し、二つの信号の電位差Ｖｅ２をドライバ７ｂ
に印加する。ドライバ７ｂは、モータ７ａを介して第二
絞り７を電位差Ｖｅ２に対応する量だけ駆動させる。ス
トロボ光は、電位差Ｖｅ２が反映された開度まで駆動し
た第二絞り７を通過して第二光量検出センサ９に受光さ
れる。つまり、第二光量検出センサ９から出力される第
二光量信号は、第二絞り７の駆動に応じて随時変化する
ことになる。このようにして通常撮像時、ストロボ光源
側制御系ＣＳでは、所定処理の施された第一開度信号と
第二光量信号との電位差が０になるように第二絞り７を
駆動する閉ループ制御が行われる。所定処理の施された
第一開度信号と第二光量信号との電位差が０になれば、
第二光量検出センサ９で検出される光量は所定の明るさ
に対応するものとなる。
【００３９】上記発光制御が行われる通常撮像中に術者
がフロントパネルスイッチ１５０を操作してストロボ撮
像に切り替えた場合、まずメイン制御部１２０は、スト
ロボ光のみがプリズム１１で介してスコープ１００ｂ先
端から観察部位を照明するように、各シャッタ５、１０
を駆動させる。具体的には、第一シャッタ５を連続光の
光路中に挿入し、第二シャッタ１０をストロボ光の光路
外に退避させる。
【００４０】また、メイン制御部１２０は各スイッチ２
１～２６をβ端子に切り替える。これにより明るさ基準
信号は、ストロボ光源側制御系ＣＳの第二加算器２７Ｓ
に出力されることになり、キセノン光源側制御系ＣＮお
よびストロボ光源側制御系ＣＳは、上述した通常撮像時
の発光制御とは互いに逆の閉ループ制御を行うことにな
る。各制御系で行われる閉ループ制御は、上記通常撮像
時の説明と同一であるため、ここでは説明を省略する。
つまり上記通常撮像時における第二絞り７同様、ストロ
ボ撮像時における第一絞り２も、第二開度検出センサ８
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9
で検出される第二開度信号と第一光量検出センサ４で検
出される第一光量信号とで同様の処理を行うことによ
り、略所定の明るさに対応した開度になるよう駆動制御
される。
【００４１】なお厳密には、第二光量検出センサ９が検
出する光量と、観察部位によって反射した光の光量とは
微妙に異なる。従って、撮像方法切り替え直後は、実際
に得られる画像の明るさを所定の明るさに対応させるた
めの若干の微調整を行う必要がある。しかし上述したよ
うに第二絞り７の制御は、通常撮像時において、第一絞
り２の制御と連動して行われているため、きわめて短時
間に所定の明るさの画像を観察することが可能になる。
【００４２】以上、プロセッサ１００ａの発光制御につ
いて通常撮像時および通常撮像からストロボ撮像への切
り替え時を主として説明してきた。本実施形態における
各制御系は、ストロボ撮像時およびストロボ撮像から通
常撮像への切り替え時にも同様の制御を行い、撮像方法
切り替え後きわめて短時間で所定の明るさの画像をモニ
タ１６０上に表示させることができる。つまり、連続光
を用いて撮像した動画像およびストロボ光を用いて撮像
した静止画像は、ともに所定の明るさで観察することが
できる。
【００４３】また、特定の撮像方法を選択中に、術者
は、必要に応じて明るさを変更することも可能である。
術者が明るさを変更すると明るさ基準信号が変化するた
め、各制御系では変化後の明るさ基準信号に対応した閉
ループ制御が行われる。
【００４４】以上のように、撮像に用いられる光束の光
源側は、所定の明るさの画像が得られるように、輝度信
号と明るさ基準信号とを比較する閉ループ制御によって
光束の光量を調整する。また撮像に用いられない光束の
光源側は、光束遮光手段であるシャッタに一体形成され
る光量検出センサからの信号と撮像に用いられる光束の
光源側の絞りの変位信号とを比較する閉ループ制御によ
って光束の光量を調整する。以上のように制御系を発光
手段ごとに設け、相互に連動して制御させておくことに
より、一台のプロセッサに複数の発光手段を搭載した場
合に、撮像手段が切り替わっても新たな光量調整を行う
ことなく、所定の明るさの画像を観察することが可能に
なる。
【００４５】以上が本発明の実施形態である。本発明は
これらの実施形態に限定されるものではなく趣旨を逸脱
しない範囲で様々な変形が可能である。
【００４６】上記実施形態では、より正確な制御ができ
ることから、撮像に使用されない光源側の制御系は、撮
像に使用される光源側の制御系の絞りの開度信号を比較
対象としているが、これに限定されるものではなく他の
信号を比較対象にすることもできる。例えば、より簡素
な構成にするのであれば、図３中スイッチ２１をα端
子、β端子ともに電気的に接続し、どちらの制御系も明*
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*るさ基準信号を比較対象とすることができる。
【００４７】上記実施形態中、図２を参照しつつ説明し
た光源部１１０の配置構成はあくまでも一例であって、
これに限定されるものではない。例えば、キセノン光源
１とストロボ光源６とを、各光源からの光束の光路が略
平行になるように、互いに並べて配置すると共に、各光
束をライトガイド口金１８０ａに導くような導光光学系
を配置する構成とすることもできる。該配置により、連
続光とストロボ光との双方の光路間に各光束の光路と平
行に延出する軸を持つ回転自在な各制御系共通のシャッ
タ（および光量検出センサ）を使用することが可能にな
り、光源部１１０の構成を簡素化することができる。
【００４８】また上記実施形態の光源部１１０は、キセ
ノン光源１とストロボ光源６との二つの光源を備える構
成になっているが、これに限定されるものではなく、他
の複数の光源を備えることも可能である。また使用する
光源も、キセノン光源やストロボ光源ではなく、異なる
仕様の光源を使用することもできる。
【００４９】なお、上記実施形態の説明中では、スコー
プ１００ｂは、先端にＣＣＤを備える電子スコープを想
定しているが、本発明は、該電子スコープのみならずフ
ァイバースコープに対しても適用することができる。た
だしこの場合、自動調光はできない。
【００５０】
【発明の効果】このように本発明の内視鏡装置用プロセ
ッサは、複数の光源を備え、かつ各光源の制御系を互い
に連動する閉ループ制御とすることにより、撮像方法の
切り替えに伴い、撮像に使用する光源を切り替えた場合
であってもきわめて短時間で所定の明るさの画像を撮
像、観察することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態の内視鏡装置用プロセッサを
搭載する内視鏡装置の概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態の内視鏡装置用プロセッサの
光源部の概略構成図である。
【図３】本発明の実施形態の内視鏡装置用プロセッサの
発光制御を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施形態の第一絞りおよび第二絞りの
開度と輝度信号との関係を表したグラフである。
【符号の説明】
１    通常光源（キセノン光源）
２    第一絞り
３    第一開度検出センサ
４    第一光量検出センサ
５    第一シャッタ
６    キセノン光源
７    第二絞り
８    第二開度検出センサ
９    第二光量検出センサ
１０    第二シャッタ
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１００    内視鏡装置
１００ａ  内視鏡装置用プロセッサ *
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*１１０    光源部
１２０    メイン制御部

【図１】

【図２】 【図４】
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要解决的问题：为内窥镜装置提供处理器，通过使来自对应于图像拾取
方法的光源的光束在短时间内自动调节到预定量，能够以期望的亮度连
续观察图像。即使改变了图像拾取方法。解决方案：处理器包括至少两
个发光装置，每个发光装置具有用于调节光量的光圈部分和用于控制光
圈部分的控制系统，光束选择装置用于仅选择光束中的一个到光阑，光
量检测装置，用于检测由光束选择装置阻挡的光束的量。在通过光束选
择装置发射光束以引导到示波器的一个发光装置中，控制系统驱动和控
制光圈部分，使得与拾取的图像的亮度匹配的亮度信号之间的电位差并
且与预定亮度匹配的参考信号变为零。在发射由光束选择装置阻挡的光
束的另一发光装置中，控制系统驱动和控制开口部分，使得关于从光量
检测装置传输的光量的信号与预定信号变为零。
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